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Nasadka do pochylania osi calowej niwelatora
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Przedmiotem wynalazku jest nasadka do po-
chylania osi celowej niwelatora, sluzaca do bez-
posredniego wyznaczania w terenie linii i pla-
szczyzn o zadanym pochyleniu w pracach geo-
dezyjnych zwigzanych z tyczeniem drdég, mostow,
toréw kolejowych i suwnicowych, rurociggéw ka-
nalizacyjnych, pochylni, w budownictwie okregto-
wym, itp.

Obecnie linie i plaszczyzny o zadanym pochy-
leniu wyznacza sie W ten sposéb, ze wysokosé
punktéw posrednich lezgcych na projektowanej

niwelecie ustala sie na podstawie uprzednio prze--

prowadzonych obliczen. Oprécz konieczno$ci prze-
prowadzenia obliczen, niezbedne sg rowniez do-
datkowe pomiary w terenie, a mianowicie pomia-
ry odlegloéci danego punktu od stanowiska ni-
welatora.

Celem wynalazku bylo umozliwienie bezposred-
niego wyznaczania w terenie linii i plaszczyzn
o zadanym pochyleniu, za§ zagadnieniem technicz-
nym bylo skonstruowanie nasadki do pochylania
osi celowej niwelatora, umozliwiajacej osiggniecie
tego celu.

Zagadnienie to zostalo rozwigzane przez skon-
struowanie nasadki do pochylania osi celowej ni-
welatora, skladajgcej sie z nakladanego na obiek-
tyw lunety niwelatora nieruchomego korpusu
i zwigzanej z nim ruchomej obudowy wyposazo-
nej w jeden lub wigcej wymiennych optycznych
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klinbw osadzonych w pierscieniach, ktérych potlo-
zenie ustala dociskajgcy pierscien, przy czym ru-
chomg obudowe wyposazono ponadto w wymien-
ne skale o podzialce katowej oraz o podzialce
tangensowej pochylen.

G1l6wng korzyscig techniczng wynikajgcg ze sto-
sowania nasadki do pochylania osi celowej niwe-
latora wedlug wynalazku jest mozliwo§é bezpo-
sredniego wyznaczania w terenie linii i plaszczyzn
o zadanym pochyleniu, w wyniku czego uzyskuje
sie uproszczenie i skrocenie procesu pomiarowego.
Dalszya korzyscig jest to, ze nasadka do -pochy-
lania osi celowej niwelatora charakteryzuje sig
prostg, nieskomplikowang budowsg.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przy-
kiladzie wykonania na rysunku, ktéry przedstawia
nasadke do pochylania osi celowej niwelatora
w przekroju podluznym. Nasadka do pochylania
osi celowej niwelatora sklada sie z nieruchomego
korpusu 1, w ktérym za pomocg drobnozwojo-
wego gwintu osadzona jest ruchoma obudowa 2.
Ruchoma obudowa 2 wyposazona jest w zestaw
trzech wymiennych optycznych klinéw 3 osadzo-
nych w pierscieniach 4, ktérych polozenie usta-
lone jest dociskajgcym pierscieniem 5. Ilo$¢ wy-
miennych optycznych klinéw 3 jest dowolna i za-
lezy jedynie od maksymalnego pochylenia klinoéw
3 oraz zgdanego pochylenia sumarycznego. Zesta-
wy optycznych klinéw 3 o stalych katach zala-
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mania dobiera sie tak, aby pochylenie maksy-
malne odpowiadajgce tym klinom 3 przyjmowatly
wartosci okragle np. 1% (0,01), 2% (0,02) itd. Po-
nadto nasadka do pochylania osi celowej niwela-
tora wyposazona jest w dwie wymienne skale za-
mocowane na ruchomej obudowie 2, a mianowi-
cie skale 6 o podzialce katowej od 0—90°, oraz
skale 7 o podzialce tangensowej pochylen od war-
tosci nom:nalnej do zerowej.

Wyznaczanie niwelety tj. linii o zadanym po-
chyleniu za pomocg nasadki do pochylania osi
celowej niwelatora wedlug wynalazku jest nastg-
pujace. ‘Po naloZeniu na obiektyw 8 lunety niwe-
latora nasadki ustawia sie niwelator nad punktem
W postaci g
plaszozyzny- Bkresla rzédna niwelety w tym punk-
c'ie.ADla wyznaczenia niwelety o zadanym pochy-
leniu stosuje  sigy nasadke Wwyposazong w zespél
opty'czny‘cﬁhlﬁ.inéw%, ktérych sumaryczne odchy-
lenie osi celowej lunety niwelatora w ptaszczyz-
nie pionowej jest wieksze lub rdéwne zadanemu
pochyleniu. Poniewaz obrdt ruchomej obudowy 2
wok(¢l osi celowej ‘lunety niwelatora powoduje
zmiane odchylenia tej osi w plaszczyznie piono-
wej w przedziale od wartosci maksymalnej przy
potozeniu maksymalnym do wartosci rownej zero
po obrocie ruchomej Ovbuudvowi' 2 z klinami 3 o kat
90°, przy czym wartosci pochylen posrednich sg
proporcjonalne do cosinusa kata pochylenia Kkli-

na 3, to obrét ruchomej obudowy 2 nasadki z po-

lozenia maksymalnego do odpowiedniego poloze-
nia, okre$lonego polozeniem przeciwwskaznika
wzgledem skali 6 lub 7, uzyskuje sie odchylenie
osi celowej niwelatora przez optyczne kliny 3
o kat odpowiadajacy zadanemu pochyleniu niwe-
lety. Nastepnie mierzy sie odleglo$¢ gérnej po-
wierzchni palika od osi celowej ustawionego nad
nim niwelatora, stanowiacej tak zwang wysokos$é
instrumentu. Dla wyznaczenia szeregu punktéw
posrednich, np. w postaci palik6w, ktéorych goérne
plaszczyzny pokrywaja sie z wyznaczang niwe-
leta, w ustalonych miejscach wbija sie paliki kon-
trolujgc réwnoczesnie ich polozenie za pomocg ni-
welatora z uprzednio nastawiong nasadkg. Spraw-
dzenie prawidlowosci pokrywania sie punktéw po-

ktérego wysokos¢ gornej
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$rednich tj. gérnych plaszczyzn palikéw z niwe-
leta przeprowadza sie przez ustawienie llaty na
dowolnym paliku i dokonanie odczytu na 1lacie,
kt{ry powinien byé réwny wysokosci instrumentu.
W przypadku niezgodnosci zmienia sie wysoko$¢
palika. »

Wyznaczenie plaszczyzny o zadanym pochyleniu
sprowadza sie do wyznaczenia dowolnej ilosci
linfi o okre$lonym pochyleniu, przy czym pochy-
lenia te sg zmienne w przedziale od wartosci ma-
ksymalnej, odpowiadajgcej pochyleniu linii naj-
wiekszego spadu, do wartosci zerowej, odpowia-
dajgcej liniom warstwicowym na plaszczyznie. Po
ustawieniu niwelatora nad punktem w postaci
palika, ktirego wysoko$¢ gérnej plaszczyzny okre-
$la rzedng wyznaczane] plaszczyzny w tym punk-
cie, mierzy sie wysokos$¢ instrumentu. Nastepnie
na wyznaczanej plaszczyznie okre$la sie kierunek
linii najwiekszego spadu, po czym na kierunku
tym wyznacza sie niwelete, ktérej pochylenie jest
réwne maksymalnemu pochyleniu plaszczyzny.
Z kolei wyznacza sig¢ pochylenia na liniach po-
Srednich zawartych miedzy linia najwiekszego
spadku a kierunkiem do niej prostopadlym. Po-
chylenia na liniach posrednich sg zmienne i za-
leza od kata zawartego miedzy linig najwiekszego
spadu a dana linig posrednig. Identyczna zalez-
nos¢é wystepuje miedzy odchyleniem osi celowej
niwelatora w przypadku nastawienia optycznych
klinbw 3 nasadki w polozenie maksymalne oraz
w polozenie odpowiadajgce obréceniu o odpowied-
ni kat. Pochylenie ustala sie za pomocg skali 6.

Zastrzezenie patentowe

Nasadka do pochylania osi celowej niwelatora,
ktorg stanowi nakladany na obiektyw lunety ni-
welatora nieruchomy korpus z polgczong z nim
ruchoma obudowg, znamienny tym, Ze ruchoma
obudowa (2) posiada jeden lub wiecej wymien-
nych optycznych klinéw (3) osadzonych w pier-
Scieniach (4), ktérych polozenie ustalone jest do-
ciskajagcym pierécieniem (5) przy czym ruchoma
obudowa (2) wyposazona jest ponadto w wymien-
ng‘skale (6) o podzialce katowej oraz wymienng
skale (7) o podzialce tangensowej pochylen.
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